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半導体エレクトロニクス、特に光電変換デバイス、薄膜デバイス、中でも太陽光発電、セン
サ、などの新しい分野で日本の指導的・並びに国際的な研究開発を展開し、更には国際的教
育の育成・発展等にも幅広く活躍し、教育・研究の分野で多大な貢献を果たした。

① 東京工業大学へ入学した理由
中学生の時「固体で真空管と同じ働きをするものが米国で発表されたことを知り
（transistor）興味を持った。
当時この分野の研究をしているのが東工大であった。・・・酒井善雄先生

② 卒論で半導体の研究にあこがれて酒井研究室に入った。

③ 太陽電池に興味を持つた理由１）

当時酒井研究室では、Se の光電池が主流であった。
Seの代わりにGe p-n 接合の方が面白そうだ。
Ge ⇒ Si  ⇒ GaAs

④ 酒井研究室では、薄膜に注目していた。
InSb 薄膜等 (ホール素子)



2 
 

   
⑤ MBEの研究開始  
GaAs の薄膜MBE２)  GaAs は結晶成長が難しく、薄膜が良いのではと思い、当時酒井
研究室で行っていた 3温度法の蒸着法（後のＭBE）が良いのではないかと思い、ＭＢE
の研究に到達した。 
 
⑥ センサーにも興味を持った 3) 
酒井研究室では、当時ホール素子の研究を行ってきたので、それに触発され、センサー
一般に興味をもった。 
 
 

➆ 博士の数 
課程博士の数 ２７名(内 留学生 4名) 
論文博士の数   9 名（全員大学教官）  
 留学生：各国から受け入れ 
 

➈ 著書の数 44 冊 
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